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親水性イオン液体(IL1000)を用いた
シリンジフィルタの空隙評価

疎水性イオン液体(IL2000)を用いた
粉体材料のSEM観察

2%イオン液体（IL2000)処理した (a) パウダーファンデーション、（b)(c) トナー

図2.粉体材料の観察結果

観察装置：SU5000 , 加速電圧：2 kV, 観察倍率：(a) x3 k, (b) x5 k, (c) x30 k , 検出信号：二次電子像
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(a)イオン液体未処理断面 ⇒ 孔を正確に捕捉・評価するためのコントラストの二値化処理が困難

(b)イオン液体処理後断面 ⇒ 断面の最表層に存在する孔と繊維のみを捉えることができる
Image-Pro 10 (Media cybernetics社製) で自動測定した結果、
イオン液体で埋まっている孔の面積: 354.8 µm2 、 空隙率：64.11%
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図1 断面加工後のSEM像

(a) イオン液体未処理の断面 (b) イオン液体処理した断面の空隙率評価結果

加工条件
装置：ArBlade5000
加速電圧：4.0 kV
加工時間：30分

観察条件
装置：Regulus8200
加速電圧：(a) 1.0 kV

(b) 0.5 kV
倍率：×5 k
信号：SE(U)
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